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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】令和3年3月25日(2021.3.25)

【公開番号】特開2019-145328(P2019-145328A)
【公開日】令和1年8月29日(2019.8.29)
【年通号数】公開・登録公報2019-035
【出願番号】特願2018-28166(P2018-28166)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｊ  37/30     (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  37/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  37/317    (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  37/147    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  23/2251   (2018.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/66     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｊ   37/30     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｊ   37/28     　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｊ   37/317    　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｊ   37/147    　　　Ｄ
   Ｇ０１Ｎ   23/2251   　　　　
   Ｈ０１Ｌ   21/66     　　　Ｊ
   Ｈ０１Ｌ   21/66     　　　Ｎ

【手続補正書】
【提出日】令和3年2月5日(2021.2.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　再び図３を参照して、偏向電極（偏向手段）４６は、互いに対向して配された１組以上
の平行平板電極から構成されている。この平行平板電極からなる偏向電極４６は、電子ビ
ーム鏡筒１５からの漏れ磁場によってアルゴンイオンビーム（ＧＢ）が偏向する偏向方向
（図３中の実線矢印Ｄ２を参照）と逆の方向にアルゴンイオンビーム（ＧＢ）を偏向させ
る。
　これによって、外部磁場によるアルゴンイオンビーム（ＧＢ）の偏向量と同一の偏向量
となる磁場を発生させる電圧を偏向電極（偏向手段）４６に印加することで、アルゴンイ
オンビーム（ＧＢ）を用いた試料Ｓの加工時に視野補正を行うことができる。
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